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V. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-N1-MiBM-KWTLiP-607

Nazwa przedmiotu

Promieniowanie Swietlne

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Light Radiation

Obowigzuje od roku akademickiego

2020/2021

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

studia niestacjonarne

Zakres

komputerowo wspomagane technologie las
zmowe

erowe i pla-

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-

teméw Laserowych

Koordynator przedmiotu

dr inz. Piotr Sek

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 6

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) TAK

Liczba punktéw ECTS 5

Forma . s wyktad éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zaje¢

e e 18 9 9




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Wo1 PQS|§da pgds’,tayvowq wiedze o witasciwosciach pro- MIBM1 W02
mieniowania swietlnego. -
Posiada podstawowg wiedze o budowie oka, widzeniu
W02 |i zasadach prawidtowego oswietlenia oraz typach so- MiBM_W10
czewek wykorzystywanych w konstrukcji maszyn
. Zna zjawiska fizyczne zachodzgce przy oddziatywaniu
Wiedza ! ; : e o
impulséw laserowych z powierzchniami materiatéw, Po-
W03 |siada podstawowag wiedze na temat wiasciwosci i| MiBM1_W13
zrodet promieniowania laserowego oraz zagrozen
zwigzanych ze stosowaniem laserow.
W04 Zna metody teksturowania i honowania powierzchni MiBM_W10
metalowych i metody pomiarowe efektéw tej obrébki. MiBM1 W13
U0l | Potrafi zmierzy¢ moc zrédta promieniowania MiBM1_UO02
U02 Potrafi okresli¢ natezenie oswietlenia w okreslonym MiBM1_UO02
obszarze MiBM1_U20
Potrafi dobra¢ odpowiednig soczewke do planowanego MiBM1_U02
uo3 . . g )
Umiejetnosci zastosowania projektowanej maszyny. MiBM1_U20
uo4 Potrafi wyznaczy¢ dlugos¢ fali swietinej z wykorzysta- MiBM1_U02
niem zjawiska dyfrakciji. MiBM1_U20
Zna zasady bezpieczenstwa pracy z urzgdzeniami lase- .
L S . S S MiBM1_U02
U05 |rowymi i potrafi zidentyfikowaé zjawiska z nimi zwigzane : -
. g . S . MiBM1_U20
tj. dyfrakcje i interferencje promieniowania laserowego —
Kompetencje K01 | Potrafi pracowac w zespole MiBM1_KO1
spoteczne

TRESCI PROGRAMOWE

Forma Tresci programowe
zajec*

Promieniowanie $wietlne — podziat i wtasciwosci. Budowa oka i widzenie, soczewki. Fo-
wyklad tometria. Oddziatywanie promieniowania optycznego na organizmy i materiaty. Optyka

falowa — interferencja, dyfrakcja, polaryzacja. Zatamanie i odbicie $wiatta. Zwierciadto
ptaskie i kuliste. Egzamin

laboratorium

Zapoznanie sie z zasadami bezpieczenstwa pracy. Wyznaczenie dlugo$¢ fali swietlnej z
wykorzystaniem zjawiska dyfrakcji Swiatta. Badanie wigzki promieniowania laserow. Po-
miar natezenia oswietlenia. Oddziatywanie wigzki promieniowania laserowego na mate-
ria. Przyjecie sprawozdan, zaliczenie zajec.

éwiczenia

Zatamanie i odbicie Swiatla. Rozszczepienie $wiatta. Zwierciadto ptaskie i kuliste. So-
czewka skupiajgca. Soczewka rozpraszajgca. Optyka falowa —interferencja, dyfrakcja,
polaryzacja. Kolokwium Zaliczeniowe.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢




METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc Xx)
efektu Egzamin Egzamin . ) .
ustny pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
wo1 X
w02 X
w03 X
wo4 X
uo1 X
uo2 X
uo3 X
uo4 X
uo5 X
K01 X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
Fo.rm'i\ Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wykiad egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z egzaminu
laboratorium | zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw ze sprawozdan
¢éwiczenia zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwiow
NAKEAD PRACY STUDENTA
Bilans punktow ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nost-
ka
W C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw h
18 9 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 44 h
* | akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 1,8 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 81 h
6. Liczba punktow E(_:TS, _ktorq student uzyskuje 39 ECTS
w ramach samodzielnej pracy ’
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 63 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
8. ey 2,5 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym !
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 125 h
10 Punkty ECTS za modut 5
" | 1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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